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１．概要（Summary） 

本研究は、構造可変なメタマテリアルに関する基礎的

な検討である。近年、テラヘルツ（THz）帯の周波数領域

において、構造をダイナミックに変更可能なメタマテリアル

が、可変フィルタを実現する方法として注目を集めている。

これまでの研究で、厚さ 300 nm の薄膜シリコン構造上に

金属微細構造を形成し、薄膜シリコンのフレキシブル性を

生かした可変メタマテリアルを提案してきた。理想的には、

メタマテリアルは薄膜シリコンのみで構成されるのが望ま

しいが、300 nm の薄膜単体で広いデバイス面積を実現

することは難しく、数 mm 程度の間隔で薄膜支持用のフ

レーム構造を作る必要があった。この構造は、メタマテリア

ルの光学特性に一定の影響を及ぼすため、実用性の観

点から、その影響を見積もることが重要であり、本研究で

取り組んだ。 
 
２．実験（Experimental） 

ナノテクプラットフォームが有する高速大面積電子線描

画装置を利用してフォトマスクを製作し、フォトリソグラフィ

によって SOI（Silicon on Insulator）上に実験構造を形

成した。サンプルのフレーム構造として、太さ 25 μm と 50 
μm のものを、メタマテリアルを構成したトップ層の下部に

用意した。その他のパラメータとして、フレームのピッチを

1~5 mm まで振ったものを製作した。それぞれの透過特

性をテラヘルツ時間領域分光法で計測した。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 テラヘルツ時間領域分光法の計測の結果、透過率が周

波数依存性を持つことがわかった。また、透過スペクトル

の形状が、フレームのピッチではなく、太さによって主に

決定されていることが示唆された。また、時間領域のテラ

ヘルツパルス形状を確認したところ、フレームによるパル

スの時間遅延が生じていることがわかり、フレームを透過

する光が透過特性に影響を与えていることが示唆された。

影響を定量的に見積もるために、フレームをスラブ型導波

路としてモデル化して計算したところ、これらの現象を整合

的に説明することができた。以上の検証を進めることにより、

フレームの光学的影響を明らかにすることができると考え

られる。 
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